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@ The present invention relates to a method for determining
whether or not a subject has a parkinsonian condition,
comprising determining the concentration of 2-
hydroxypyridine in a sample obtained from the subject,
wherein the subject is determined to have, or to be at risk
of having the parkinsonian condition, if the determined
concentration of 2-hydroxypyridine is increased compared
to a control. The present invention further also relates to a
method for monitoring the progression of a parkinsonian
condition in a subject diagnosed with the parkinsonian
condition and a method for assessing the efficacy of
treatment of a parkinsonian condition in a subject
diagnosed with the parkinsonian condition as well as a kit-
of-parts for determining whether or not a subject has a
parkinsonian condition.
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Roris Lutterbach

Plasmalampensystem

Die Erfindung betrifft eln Plasmalampensystem mit elnem

Lampengehause und einem Leuchtmittel, wobei durch das

Lampengehduse eln Lampenvolumen umschlossen 1st, wobei das

Leuchtmittel innerhalb des Lampenvolumens angeordnet 1ist,
wobel das Leuchtmittel mittels Mikrowellenstrahlung zum
Abstrahlen von elektromagnetischer Strahlung anregbar 1ist,

wobel eine Gehdusewandung des Lampengehduses einen

Einstrahlabschnitt aufweist, durch den hindurch die
Mikrowellenstrahlung so 1n das Lampenvolumen elnstrahlbar
ist, dass das Leuchtmittel zum Abstrahlen wvon

elektromagnetischer Strahlung angeregt wird, wobel das

Lampengehduse eine Schirmungsanordnung aufweist und wobei die
Schirmungsanordnung so an die Mikrowellenstrahlung angepasst

ist, dass eine Ausbreitung der Mikrowellenstrahlung durch die

Schirmungsanordnung hindurch verhindert 1ist.

Derartige Plasmalampensysteme sind 1nsbesondere dazu
geeignet, um elektromagnetische Strahlung in Form von Licht
zu erzeugen. Das Leuchtmittel welist hierzu uUblicherwelise eiln

von einem Glaskorper umschlossenes Leuchtgas auf, das mittels

der Mikrowellenstrahlung in einen Plasmazustand Uberfihrbar

ist. Durch das in den Plasmazustand uUberfihrte Leuchtgas wird
elektromagnetische Strahlung, deren Spektrum ahnlich dem von
Tageslicht ist, emittiert. Aus diesem Grund 1st das durch

derartige Plasmalampensysteme erzeugbare Licht besonders
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geelgnet, um bilologische Systeme, beispielsweise Aquarien,

Terrarien, Pflanzungen oder Ahnliches, zu beleuchten.

Plasmalampensysteme zeichnen sich i1nsbesondere dadurch aus,

dass das Leuchtmittel i1m Betrilieb eine relativ hohe Temperatur

erreicht. Dies 1st 1nsbesondere erforderlich, um das

Leuchtgas 1n seinen Plasmazustand zu Uberfihren. Beili den aus
dem Stand der Technik bekannten Plasmalampensystemen ist es

insbesondere nachteilig, dass das Leuchtmittel mit

Gasmolekilen einer das Plasmalampensystem umgebenden

Atmosphdre in Wirkverbindung treten kann. Hierdurch

entstehende Warmeverluste 1m Leuchtmittel flihren 1nsbesondere

dazu, dass eine Leistung der Mikrowellenstrahlung erhoht
werden muss, um das Leuchtgas 1n seilnem Plasmazustand zu
halten und ein Wirkungsgrad des Plasmalampensystems

verringert 1ist.

Weiterhin 1st beil den aus dem Stand der Technik bekannten

Plasmalampensystemen nachteilig, dass die

Mikrowellenstrahlung, die 1n das Leuchtmittel eingeleitet
wird, auch mit denjenigen atmosphdrischen Gasmolekilen 1in

Wirkverbindung treten kann, die zwlschen elner

Mikrowellenguelle und dem Leuchtmittel angeordnet sind.

Insbesondere der 1in der Atmosphdre enthaltene Sauerstoff

wirkt sich hierbel nachteilig aus, da dieser durch die

Mikrowellenstrahlung in Ozon umwandelbar 1st, wobei Ozon bel

Interaktion mit lebendem Gewebe eline Vielzahl unerwinschter

Eigenschaften aufweist.

Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird es daher

angesehen, ein Plasmalampensystem zur Verfiugung zu stellen,
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dessen Energieeffizienz erhdht 1st und bei dem die Bildung

von Ozon verrlngerbar 1i1st.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemall dadurch geldst, dass das
Lampenvolumen durch das Lampengehduse gegeniber einem
Auflengasvolumen, das aullerhalb des Lampengehdauses angeordnet
ist, gasdicht abgedichtet und/ oder abdichtbar ist. Durch
eline derartige Ausgestaltung des erfindungsgemdafllien
Plasmalampensystems 1ist eine Wechselwirkung zwischen dem
durch die Mikrowellenstrahlung erhitzten Leuchtmittel und dem
AuBlengasvolumen minimiert. Insbesondere eln WarmelUbergang von

dem Leuchtmittel zu dem Aullengasvolumen 1st hilerdurch

minimlierbar.

Um das Leuchtgas 1n den Plasmazustand zu Uberfihren, 1ist

zunachst eine relativ hohe Energiemenge erforderlich. Wie

viel Energie erforderlich ist, um das Leuchtgas dann 1n dem

Plasmazustand zu halten, ist davon abhédngig, wile viel Energie
das 1n den Plasmazustand UlUberfihrte Leuchtgas an es umgebende

Medien abgeben kann. Idealerwelse erfolgt eine Warmeabgabe

ausschliefRlich durch elektromagnetische Strahlung. Besonders

bevorzugt durch elektromagnetische Strahlung i1m Spektrum des

sichtbaren Lichts. Die Energieeffizienz des erfindungsgemdfien
Plasmalampensystem ist insbesondere dadurch erhdéht, dass ein

Einfluss des konvektiven Warmelubergang auf die Warmeabgabe

des Leuchtmittels verringert 1ist.

Es ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass das Lampengehduse

derart ausgestaltet sein kann, dass thermische

Isolationseigenschaften des Lampengehduses erhdht sind.

Hierzu kann das Lampengehause'beispielsweise doppelwandig

ausgefithrt sein. Vorteilhafterwelse 1st es vorgesehen, dass
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zwlischen elner ersten Wand und eliner zwelten Wand eilnes

doppelwandig ausgebildeten Lampengehduses ein

Isolationsmedium angeordnet sein kann. Als Isolationsmedium

[+

im Sinne des
einen besonders niedrigen Warmeleltwert aufweilsen,

beispielswelse Luft, Aerogele, Vakuum oder ahnliches. Medium
meint dabel 1nsbesondere Festkorper, Gase und Fliussigkeiten,

aber auch Vakuum.

Eine vorteilhafte Umsetzung des Erfindungsgedankens sieht

vor, dass das Lampengehduse ein Druckventil aufweilst, wobel
mittels des Druckventils das Lampenvolumen mit elnem
Druckreservolir und / oder mit dem Auflengasvolumen in und
auBer Wirkverbindung bringbar 1st, so dass eln 1n dem
Lampenvolumen ausgebildeter Gasdruck eines Fullgases
veranderbar und / oder das Lampenvolumen evakulerbar 1ist.
Dabei 1ist es auch moglich und vorgesehen, dass mittels des
Druckventils das Fillgas ausgetauscht werden kann,
beispielsweise indem zunachst ein 1n dem Lampenvolumen
angeordnetes Fillgas abgepumpt und anschliellend durch eiln
andersartiges weiteres Flillgas ersetzt wird, wobel das

weitere Fullgas bevorzugt elnen geringeren Warmeleitwert als

das Fullgas aufweist.

Besonders bevorzugt ist das Druckventil so ausgebildet, dass

es das Lampenvolumen abdichtet, wenn wenn 1in dem Fillgas ein

Unterdruck oder ein Vakuum ausgebildet i1st. Unterdruck meint

dabei, dass der Gasdruck des Fuillgases geringer 1st, als eln

Umgebungsdruck des Auliengasvolumens.

das in dem Lampenvolumen angeordnete Fillgas elnen geringen

rfindungsgedankens werden Medilen angesehen, die

Fine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass
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Gasdruck aufwelst als das AulBBlengasvolumen. Durch eine
derartige Ausgestaltung des erfindungsgemalen
Plasmalampensystems 1st der Warmetransport von dem

Leuchtmittel zu dem Lampengehause verringerbar.

Vorteilhafterwelise 1st es daruber hinaus auch vorgesehen,
dass das Fiullgas ein Gas mit elner besonders geringen
Warmeleitfahigkelt sein kann, beisplelswelise Xenon. Die
Verwendung elnes Fullgases anstelle eines Vakuums 1st

insbesondere vorteilhaft, wenn das Ausbilden eines Vakuums in

dem Lampenvolumen milt elnem unverhdltnismalig hohen Aufwand
verbunden 1st, beilisplelswelise well die Wandung des

Lampengehduses an das Vakuum angepasst seln muss.

Un eine maxilmale Isolationswirkung zu erreichen, 1st es beil

elner vorteillhaften Ausgestaltung des erfindungsgemafllien
Plasmalampensystems 1st vorgesehen, dass 1n dem Lampenvolumen
ein Vakuum ausgebildet ist. Vakuum meilint dabel vorliegend,

dass in dem Lampenvolumen eiln Gasdruck von wenliger als 300

Millibar ausgebildet 1ist. Je geringer der Gasdruck 1st, der

in dem Lampenvolumen ausgebildet 1st, umso geringer 1st der

Warmetransport von dem Leuchtmittel zu dem Lampengehaduse.

=

rfindungsgedankens sieht

FEine vorteilhafte Umsetzung des
vor, dass die Schirmungsanordnung zumindest abschnittsweise
zwischen dem Lampenvolumen und dem Aullengasvolumen angeordnet
ist, wobei durch die Schirmungsanordnung eine
elektromagnetische Wechselwilirkung zwischen Gasmolekiulen des
AuBengasvolumens und der Mikrowellenstrahlung minimilert 1ist.

Durch eine derartige Ausgestaltung des erfindungsgemdlen

Plasmalampensystems 1st vorteilhafterwelse erreichbar, dass

die Bildung von Ozon minlimlerbar 1st.
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Besonders bevorzugt 1st die Schirmungsanordnung so
ausgebildet und zwilischen dem Lampenvolumen und dem
Auliengasvolumen angeordnet, dass die Mikrowellenstrahlung
ausschlilefllich 1nnerhalb des Lampenvolumens wirkt und die
elektromagnetische Wechselwlirkung zwischen Gasmolekilen des

Aullengasvolumens und der Mikrowellenstrahlung verhindert ist.

Vorteillhafterwelise 1st die Schirmungsanordnung derart
ausgeblldet und an die Mikrowellenstrahlung angepasst, dass
elne Strahlungslelstung einer Leckstrahlung des
Plasmalampensystems 1n elnem Abstand von 5 cm von der
Schirmungsanordnung geringer als 20 mW/cm?, bevorzugt
geringer als 10 mW/cm? und besonders bevorzugt geringer als 5

mW/cm?2 1st.

Eine vorteililhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass

die Schirmungsanordnung zumindest abschnittsweilise durch das

Lampengehduse gebildet 1st. Besonders bevorzugt welst das
Plasmalampensystem keline separate Schilirmungsanordnung auf,
sondern die Schirmungsanordnung 1st vollstandig 1n das
Lampengehduse 1ntegriert. Vollstandilig integriert meint

vorliegend, dass die Schirmungsanordnung nicht als eiln

separates Bautelil des Plasmalampensystems ausgebildet 1st.

Vollstandig integriert meint jedoch nicht, dass die
Schirmungsanordnung zwangswelse unsichtbar seiln muss. Sie
kann beispilelswelise durch ein Drahtgeflecht gebildet sein,

dass 1nnerhalb elnes transparenten Abschnitts des

Lampengehadauses angeordnet 1st.

Beli einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemalien

Plasmalampensystems 1i1st vorgesehen, dass das Lampengehduse
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zumindest abschnittsweise aus einem Metall und / oder einem

metallhaltigen Werkstoff hergestellt ist. Besonders bevorzugt
1st das Lampengehaduse zumindest abschnittsweise mittels eines
spanenden Fertigungsverfahrens hergestellt, beispielsweise

durch Frasen, Drehen, Bohren oder ein ahnliches Verfahren.

Es 1st vorteilhafterweise auch vorgesehen, dass das
Lampengehduse zumindest abschnittsweise mittels eines
urformenden Fertigungsverfahrens hergestellt sein kann,
belsplelswelse durch GielBen, Sintern oder ein ahnliches

Verfahren.

Dariiber hinaus 1st es vorteilhafterweise auch vorgesehen,
dass das Lampengehduse zumilindest abschnittsweise mittels
elnes umformenden Fertigungsverfahrens hergestellt sein kann,

beispielswelse durch Pressen, Tiefziehen oder ein ahnliches

Verfahren.

Besonders bevorzugt 1st das Lampengehduse zumindest
abschnittsweise aus Aluminium und / oder einer

Aluminiumleglerung hergestellt.

Fine vorteililhafte Umsetzung des Erfindungsgedankens sieht

vor, dass das Lampengehduse einen Transmissionsabschnitt

aufweist, der aus einem transparenten Werkstoff hergestellt

ist, wobel der transparente Werkstoff fiur elektromagnetische

Strahlung durchldassig 1st. Besonders bevorzugt i1st dabei,

dass der transparente Werkstoff fiur elektromagnetische
Strahlung 1m sichtbaren Spektrum durchldassig 1ist.

Vorteilhafterwelise 1st vorgesehen, dass der transparente

Werkstoff i1nsbesondere Glas sein kann.
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Es i1st dariber hinaus vortellhafterwelise auch vorgesehen,

dass der Transmlissionsabschnitt aus einem transluzenten

Werkstoff hergestellt sein kann.

FEine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass

das Lampengehduse 1n dem Transmissionsabschnitt ein

Schirmungselement aufweist, das fir Mikrowellenstrahlung

undurchléassig 1st. Besonders bevorzugt 1st das

Schirmungselement ein Drahtgitter aus einem metallischen

Werkstoff, wobel Eigenschaften des Drahtgltters und des

metallischen Werkstoffs so aneinander und an die
Mikrowellenstrahlung angepasst sind, dass das

Schirmungselement fir die Mikrowellenstrahlung undurchlassig

1st.

Bei eilner vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemallen

Plasmalampensystems 1st vorgesehen, dass das Lampengehduse

mehrteilig ausgebildet ist und zumindest ein erstes

Gehauseteil und ein zwelites Gehdusetell aufwelst, wobel
zwischen den Geh&duseteilen zumindest ein Dichtelement
angeordnet ist und wobel durch das Dichtelement ein zwlschen

den Gehauseteilen ausgebildeter Dichtspalt gasdicht

abgedichtet ist. Dabeil 1st es vorteilhafterweise vorgesehen,
dass die Geh&duse mittels verschiedenartigster
Verbindungselemente aneinander festgelegt sein kdnnen,

beispielsweise durch Spannverschlisse, Gewlinde,

Bajonettverschliisse oder Ahnliches.

Es 1st vorteilhafterweise vorgesehen, dass das Dichtelement

beispielsweise ein O-Ring, eine Dichtmasse oder Ahnliches

sein kann. Insofern der Dichtring ein O-Ring 1st, 1st es

vorteilhafterweise vorgesehen, dass die Gehdusetelle 1m
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Bereich des Dichtspalts eine Nut aufweisen koénnen, in die der

O-Ri1ng einlegbar ist.

Elne vortelilhafte Umsetzung des Erfindungsgedankens sieht
vor, dass das zumindest eine Dichtelement zumindest
abschnittsweise aus einem Aerogel hergestellt ist. Aerogele

zelchnen sich durch besonders gute thermische

Isolationseiligenschaften aus, sind lUberaus leicht und sehr

stabil.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Plasmalampensystem

werden anhand eines 1n der Zeichnung dargestellten

Ausfuhrungsbeisplelen erlautert. Es zeigt:

Figur 1 eine schematisch dargestellt Schnittansicht einer

Ausfihrungsform des erfindungsgemallen Plasmalampensystems.

In Figur 1 1st eine schematisch dargestellte Schnittansicht

einer Ausfuhrungsform des Plasmalampensystems 1 gezeigt. Das
Plasmalampensystem 1 welst eilne Lampengehduse 2 und ein
Leuchtmittel 3 auf. Durch das Lampengehduse 2 ist ein
Lampenvolumen 4 umschlossen, 1nnerhalb dessen das
Leuchtmittel 3 angeordnet 1st. Das Leuchtmittel 3 ist mittels

Mikrowellenstrahlung 5 zum Abstrahlen von elektromagnetischer

Strahlung 6 anregbar.

Eine Gehdusewandung / des Lampengehduses 2 welst einen

FEinstrahlabschnitt 8 auf, durch den hindurch die

Mikrowellenstrahlung 5, zur Anregung des Leuchtmittels 3, in
das Lampenvolumen 4 einstrahlbar 1st. Das Lampengehduse 2
welst darlUber hinaus eilne Schirmungsanordnung 9 auf. Die

Schirmungsanordnung 9 1st so an die Mikrowellenstrahlung 5
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angepasst, dass eine Ausbreilitung der Mikrowellenstrahlung 5

durch die Schirmungsanordnung 9 hindurch verhindert ist.

Das Lampenvolumen 4 1st durch das Lampengehduse 2 gegenlber
elnem Aullengasvolumen 10, das aulBlerhalb des Lampengehdauses 2

angeordneten 1st, gasdicht abgedichtet.

Das Lampengehduse 2 welst eln Druckventil 11 auf. An das
Druckventil 11 1ist ein Druckreservolir 12 angeschlossen. Das
Druckventil 11 ist so ausgebildet, dass es das Lampenvolumen
4 abdichtet, wenn der in dem Lampenvolumen 4 ausgebildete
Gasdruck geringer oder gleich einem Reservolrdruck 1st, der
in dem Druckreservolr ausgebildet 1st. In dem dargestellten
Druckreservolr 12 1st eiln Vakuum ausgebildet, sodass das

Lampenvolumen 4 evakuierbar 1st, 1ndem es mittels des

Druckventils 11 mit dem Druckreservoir 12 1n Wirkverbindung

gebracht wird.

Das Lampengehduse 2 des dargestellten Plasmalampensystems 1

ist dreiteilig ausgebildet. Es weist einen Gehaduseelement 13,

ein Einstrahlfenster 14 und ein Linsenelement 15 auf. Das

Finstrahlfenster 14 ist in dem Einstrahlabschnitt 8

angeordnet und fur die Mikrowellenstrahlung o transparent.

Das Einstrahlfenster 14 ist in eine Fensterausnehmung 16 des
Gehauseelements 13 eingesetzt und welst einen Steqg 17 auf,

der die Fensterausnehmung 16 auf elner dem Lampenvolumen 4

gegenlberliegenden Selte umlauft, wodurch eine Abdichtung

zwischen dem Einstrahlfenster 14 und einem Randbereich der

Fensterausnehmung 16 i1nsbesondere dann verbessert 1st, wenn
in dem Lampenvolumen 4 ein Vakuum ausgebilildet 1st. Zwischen

dem Steg 17 und dem Randberelich der Fensterausnehmung 16 1st

eine Einstrahldichtung 18 angeordnet, die die
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Fensterausnehmung 16 vollstandig umlauft und das

Lampenvolumen 4 gasdicht abdichtet.

Das Gehduseelement 13 welst eine der Fensterausnehmung 16

gegenlUberlilegende Ausstrahldffnung 19 auf. Die

Ausstrahldffnung 19 ist durch das Linsenelement 15

verschlossen. In einem Randbereich der Ausstrahloffnung 19
ist elne Linsendilichtung 20 angeordnet, die die
Ausstrahloffnung 19 umlauft und durch die die

Ausstrahloffnung 19 gasdicht abgedichtet 1ist.

Das Gehaduseelement 13 1st aus Aluminium gefertigt und somit

fir Mikrowellenstrahlung 5 undurchlassig. Die

Schirmungsanordnung 9 wird somit 1m Bereich des

Gehauseelements 13 durch das Gehduseelement 13 selbst

gebildet. Das Linsenelement 15 1st aus elnem Glas hergestellt

und fir Mikrowellenstrahlung 5 durchlassig. Die

Schirmungsanordnung 9 1st 1m Bereich des Linsenelements 15
deshalb als ein Drahtgitter ausgebildet. Durch die

Schirmungsanordnung 9 1st eine elektromagnetische

Wechselwlirkung zwischen Gasmolekiulen des Auflengasvolumens 10

und der Mikrowellenstrahlung 5 verhindert.
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PATENTANSPRUTCH

&

1. Plasmalampensystem (1) mit einem Lampengehause (2) und
einem Leuchtmilttel (3), wobel durch das Lampengehaduse (2) ein
Lampenvolumen (4) umschlossen 1st, wobeili das Leuchtmittel (3)
innerhalb des Lampenvolumens (4) angeordnet ist, wobeil das
Leuchtmittel (3) mittels Mikrowellenstrahlung (5) zum
Abstrahlen von elektromagnetischer Strahlung (6) anregbar

1st, wobel eine Gehdusewandung (/) des Lampengehaduses (2)

elnen Einstrahlabschnitt (8) aufweist, durch den hindurch die
Mikrowellenstrahlung (5) so 1n das Lampenvolumen (4)
einstrahlbar 1st, dass das Leuchtmittel (3) zum Abstrahlen
von elektromagnetischer Strahlung angeregt wird, wobeil das
Lampengehause (2) elne Schirmungsanordnung (9) aufweist,
wobe1l die Schirmungsanordnung (9) so an die
Mikrowellenstrahlung (5) angepasst 1st, dass elne Ausbreitung
der Mikrowellenstrahlung (5) durch die

Schirmungsancordnung (9) hindurch verhindert 1ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Lampenvolumen (4) durch das
Lampengehduse (2) gegenliber elnem Aullengasvolumen (10), das
auflerhalb des Lampengehauses (2) angeordneten 1st,. gasdicht

abgedichtet und/ oder abdichtbar ist.

2. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lampengehadause (2) eln
Druckventil (12) aufweist, wobel mittels des

Druckventils (12) das Lampenvolumen (4) mit elnem
Druckreservoir und/ oder mit dem AuBBengasvolumen (10) in und

aulBer Wirkverbindung bringbar 1st, sodass eln 1n dem

LU101467




>

10

15

20

20

30

- 14 - BLB 9897 LU

Lampenvolumen (4) ausgebilildeter Gasdruck eines Fullgases

verdnderbar und/ oder das Lampenvolumen (4) evakuierbar ist.

3. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass das in dem Lampenvolumen (4)

angeordnete FiUllgas elnen geringeren Gasdruck aufweist als

das AuBengasvolumen (10).

4. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass 1n dem Lampenvolumen (4) ein

Vakuum ausgebildet 1st.

o. Plasmalampensystem (1) nach einem der AnsprlUche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schirmungsanordnung (9)
zumlindest abschnittswelse zwlschen dem Lampenvolumen (4) und
dem AuBengasvolumen (10) angeordnet 1st, wobei durch die
Schirmungsanordnung (9) elne elektromagnetische

Wechselwirkung zwlschen GasmolekilUlen des

AuBengasvolumens (10) und der Mikrowellenstrahlung (5)

minimliert 1st.

6. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schirmungsanordnung (9)

zumindest abschnittswelise durch das Lampengehause (2)

gebildet 1st.

7. Plasmalampensystem (1) nach eilnem der Anspriuche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass das Lampengehduse (Z2) zumindest

abschnittsweise aus einem Metall und/ oder metallhaltigen

Werkstoff hergestellt 1st.
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8. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass das Lampengehdause (2) einen

Transmissionsabschnitt aufweist, der aus einem transparenten
Werkstoff hergestellt 1st, wobel der transparente Werkstoff

fir elektromagnetische Strahlung (6) durchldssig ist.

9. Plasmalampensystem (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Lampengehause (2) 1n dem

Transmissionsabschnitt, ein Schirmungselement aufweilist, das

fir Mikrowellenstrahlung (5) undurchlassig 1ist.

10. Plasmalampensystem (1) nach einem der Anspriche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass Lampengehause (2) mehrteilig

ausgebildet 1st und zumindest eiln erstes Gehduseteil und ein

zweltes Gehadauseteil aufweilist, wobei zwischen den
Gehauseteillen zumindest ein Dichtelement (18,20) angeordnet
ist und wobel durch das Dichtelement ein zwilischen den
Gehdusetellen ausgebildeten Dichtspalt gasdicht abgedichtet

1st.

11. Plasmalampensystem (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest elne Dichtelement (18,20)

zumindest abschnittswelse aus einem Aerogel hergestellt 1st.
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